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Specyfikacje  dla  wysokorozdzielczego ~ skaningowego  mikroskopu
elektronowego wraz 7 niezbednym oprzyrzgdowaniem w celu prowadzenia
kompleksowych i interdyscyplinarnych badan naukowych.

Wymagania urzadzenia Mikroskop Elektronowy:

- Sterowany cyfrowo, wysokorozdzielczy mikroskop SEM wyposazonym w dzialo elektronowe z
termiczng emisjg polowg (emiter Schottky'ego)

- Mikroskop umozliwia badanie powierzchni r6znorodnych materialéw, w tym uwodnionych, o stabym
przewodnictwie elektrycznym i silnie odgazowujacych bez wstgpnego preparowania, tj. w stanie
naturalnym.

- Mikroskop umozliwiajacy prace w warunkach zmiennej prézni. Wymagany uktad, w ktorym wartos§¢
cisnienia gazu w komorze preparatowej w warunkach niskiej prozni moze osiggac¢ co najmniej 2500 Pa

- Oferowany system pozwala na pracg w trybach niskoprézniowym i srodowiskowym z réznymi gazami
roboczymi, w tym z parg wodna.

- Mikroskop umozliwiajacy prace z maksymalnym pradem wiazki elektronowej > 200nA

- Wiazka elektronowa charakteryzujaca si¢ wysoka stabilnos$cig (w krotkim okresie czasu fluktuacje <
0.1%/10 min i w dtugim okresie czasu < 0.4%/10 godz.)

- Napiecie przyspieszajace regulowane W zakresie od 200V do 30kV

- System w trybie niskiej prozni i sSrodowiskowym powinien zapewnia¢ pompowanie roznicowe przez
soczewke koncows.

- Przechodzenie miedzy r6znymi trybami pracy prozni (tryb wysokoprézniowy, niskoprézniowy oraz
tryb $rodowiskowy) powinno odbywac si¢ w sposob ciagly.

- Rozdzielczos¢ obrazow elektrondw wtornych przy napigciu przyspieszajacym 30kV na standardowej

probee ziaren ziota na btonie weglowej < 1,2 nm - w wysokiej prézni (gwarantowana w miejscu
instalacji)

- Rozdzielczo$¢ obrazéw elektrondw wstecznie rozproszonych przy napigciu przyspieszajacym 30kV
na standardowej probce ziaren ztota na btonie weglowej < 2,7 nm - w wysokiej prozni (gwarantowana
w miejscu instalacji).

- Rozdzielczo$¢ obrazow elektronéw wtornych przy napigciu przyspieszajacym 30kV na standardowej
probcee ziaren ztota na btonie weglowej <1,5 nm - w niskiej prozni (gwarantowana w miejscu instalacji).

- Rozdzielczo$¢ obrazow elektronow wtornych przy napigciu przyspieszajacym 3kV na standardowej
probce ziaren ztota na btonie weglowej < 3 nm - w niskiej prozni (gwarantowana w miejscu instalacji).

- Rozdzielczo$¢ obrazoéw elektrondw wstecznie rozproszonych przy napigciu przyspieszajacym 30kV
na standardowej probce ziaren zlota na btonie weglowej < 3,2 nm - w niskiej prozni (gwarantowana w
miejscu instalacji).

- Mikroskop powinien by¢ wyposazony w system spowolnienia wigzki elektronowej (deakceleracji)
padajacej na powierzchni¢ preparatow w zakresie co najmniej do 4 kV.

- Mikroskop powinien by¢ wyposazony minimum w nastegpujace detektory:

= detektor elektronow wtormnych SE do pracy w trybie wysokiej prozni,
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= detektory elektronow wtornych SE do pracy w calym wymaganym zakresie ci$nien
niskiej prozni oraz w trybie srodowiskowym,
= detektor elektrondow wstecznie rozproszonych BSE do pracy w wysokiej i niskiej
prozni,
= kamer¢ CCD do podgladu wnetrza komory,
- Mikroskop powinien by¢ wyposazony w polprzewodnikowy detektor elektronow wstecznie
rozproszonych BSE zbudowany, z co najmniej 4 lub wigcej niezaleznych koncentrycznych sektorow
pozwalajacych na selektywne obrazowanie kontrastu materiatowego i topografii powierzchni badanej
probki w zalezno$ci od napiecia i kata rozproszenia elektronéw BSE wzgledem wiazki pierwotnej.
Wymagane jest, aby detektor umozliwial rejestracje elektronow przy niskich napigciach
przyspieszajacych minimum od 500 V

- Mikroskop powinien by¢ wyposazony we wbudowang kolorowa kamer¢ optyczng do nawigacji o
rozdzielczosci minimum 5 Megapikseli do wykonywania zdje¢ probek zamontowanych na stoliku,
sprzezong z oprogramowaniem do nawigacji stolikiem probki.

- Powigkszenie dla obrazow mikroskopowych powinno by¢ nie mniejsze niz 1 000 000 razy

- Stolik mikroskopu powinien pomie$ci¢ minimum 11 standardowych stolikow o $rednicy 12 mm do
analizy probek.

- Mikroskop powinien by¢ wyposazony w eucentryczny stolik montowany na drzwiach komory o
nastgpujacych cechach:

- ruch wosi X i Y w zakresie minimum 70 mm,

- ruch w osi Z w zakresie minimum 50 mm,

- zmotoryzowany ruch w osi x, y, z oraz obrot

- eucentryczny pochyt stolika w zakresie minimum -15° do +75°

- obrot w zakresie 360°

- Mikroskop powinien by¢ wyposazony w duza komorg o $rednicy wewngtrznej co najmniej 300 mm

- Urzadzenie powinno spetnia¢ mozliwos¢ wyswietlania na monitorze na zywo obrazu z jednego
detektora lub podzialu na 4 okna i jednoczesne, dowolne obrazowanie na kazdym z sektoréw obrazu
elektronow SE, elektronow BSE, natozonego na siebie w dowolnym zakresie udziatu obrazu SE/BSE,
obrazu z kamery CCD.

- Urzadzenie powinno wyswietla¢ na monitorze komputera:
- na zywo obraz z jednego detektora,

- jednoczes$nie cztery obrazy (po podziale ekranu na cztery okna) z detektoréw SE, BSE (lub
jego koncentrycznych sektoréw), kamery CCD i kamery do nawigacji stolikiem

-obrazu begdacego natozeniem na siebie obrazow SE i BSE lub obrazéw z koncentrycznych
sektorow detektora BSE, zmieszanych w dowolnym stosunku

- Oprogramowanie sterujagce mikroskopu i wszystkie aplikacje specjalistyczne, wystepujace w
oferowanym instrumencie powinny by¢ uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows 7 lub
rownowaznym i kompatybilne z innymi standardowymi programami $rodowiska Microsoft Windows;
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- Oprogramowanie musi umozliwia¢ pseudo-kolorowanie obrazow na zywo z detektora SE i
koncentrycznych sektorow detektora BSE oraz wys$wietlanie nalozonych na siebie obrazow pseudo-
kolorowanych w minimum 2 z 4 okien.

- Urzadzenie powinno umozliwia¢ akwizycje czterech obrazoéw (z detektora SE lub koncentrycznych
sektorow detektora BSE) przy pojedynczym skanie wigzka elektronow.

- Mikroskop powinien umozliwia¢ cyfrowy zapis obrazow mikroskopowych z rozdzielczoscia powyzej
25 Megapikseli i w 24 bitowej skali szarosci. Ponadto, mikroskop powinien umozliwiaé zapis obrazow
w formatach: TIFF, BMP i JPEG

- Oprogramowanie mikroskopu powinno zezwala¢ na jednoczesny zapis 4 obrazéw z rdznych
detektorow, w tym takze z r6éznych segmentéw detektoréw, uzyskanych przy pojedynczym skanie
wigzka.

- Oprogramowanie mikroskopu powinno pozwoli¢ na zapisanie jednoczes$nie zarejestrowanych obrazéw
przy uzyciu przyrostowej nazwy pliku, przy czym wszystkie zapisane w danym momencie obrazy bgda
mie¢ takg samg przyrostowg liczbg i inny zdefiniowany przez uzytkownika prefiks.

- Oprogramowanie powinno mie¢ mozliwo$¢ zachowywania i przywotywania parametrow skanowania
(czas postoju wigzki w punkcie, strategia skanowania). W danym momencie oprogramowanie powinno
dawaé dostgp, do co najmniej 6 zestawow takich parametrow; natomiast, na dysku mozna zapisaé
nieskonczong ich liczbe

- Mikroskop powinien by¢ wyposazony w stolik chtodzacy Peltiera, umozliwiajacy schtadzanie probek
od temperatury pokojowej do 0 °C oraz zamrazanie probek do temperatur w zakresie od 0 °C do co
najmniej —18 °C. Sterowanie temperaturg (w tym programowanymi zmianami temperatury) stolika
chlodzacego powinno odbywaé z poziomu glownego oprogramowania sterujacego mikroskopu
(interfejs uzytkownika mikroskopu).

- Mikroskop musi by¢ wyposazony w spektrometr rentgenowski z dyspersja energii (EDS) posiadajacy
niezbedne oprogramowanie

- Wysuwany na ramieniu detektor EDS powinien by¢ wyprodukowany w technice SDD i nie wymagac
ciektego azotu do chtodzenia.

- Detektor powinien posiada¢ okienko wykonane z krzemu azotku - SisNs i umozliwi¢ detekcje
minimum linii Al (Ka) (73 eV);

- Aktywna powierzchnia sensora detektora to, co najmniej 25 mm2,
- Detektor EDS powinien posiada¢ rozdzielczo$¢ minimum 127 eV lub lepsza dla linii Mn Ka.
- Detektor EDS pozwala na detekcje¢ pierwiastkdéw minimum od Berylu (Be).
- Detektor EDS musi zapewni¢ maksymalng pracg przy minimum 1 300 000 wejsciowych zliczen na
sekundeg.
- Wymagany uktad filtracji i podtrzymania napigcia zasilajacego:
- catkowite zabezpieczenie przed przepigciami i krotkotrwalymi zanikami napigcia

- podtrzymanie pracy mikroskopu przez co najmniej 10 min. (po tym czasie bezpieczne
wlaczenie reczne lub automatyczne trybu podtrzymania pracy zrodia elektronow).

- Mikroskop musi by¢ wyposazony w system do zdalnej diagnostyki i analizy stanu urzadzenia za
posrednictwem sieci Internet, co wplynie na znaczne skrocenie czasu niezb¢dnego do zdiagnozowania
1 usuniecia usterek oraz pozwoli réwniez na skrocenie czasu przestoju urzadzenia do niezbgdnego
minimum.
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- Mikroskop zostanie wyposazony w 2 dodatkowe zrdodta elektronow FEG

Opis dla Trymera do preparatyki probek

Zamawiajacy wymaga dostarczenie trymera do wstgpnego przygotowania powierzchni probek o
nastepujacych cechach:

- Trymer musi dziata¢ w trybie automatycznym w wybranych zakresach ustawien i przy zadanych
parametrach

- Urzadzenie musi by¢ wyposazone w mikroskop optyczny do obserwacji obrabianego preparatu
- Urzadzenie musi posiada¢ pite diamentowa do cigcia materialow

- Urzadzenie musi posiada¢ uktad frezowania z regulacja ruchu w osiach x-y, predkosci obrotowej frezu,
dtugosci skoku przesuwu frezu oraz zakresu ciecia.

- Urzadzenie musi posiada¢ ruchome ramie z zamontowang probka pozwalajaca na zmiang konta
polerowania/cigcia w zakresie minimum od 0° do 60°

- Urzadzenie musi posiada¢ zakres obrotowy frezu w zakresie co najmniej 300 — 20000 rpm
- Urzadzenie musi posiada¢ zakres skoku przesuwu frezu, co najmniej 0,5 pm

- Urzadzenie musi posiada¢ funkcj¢ automatycznego polerowania z akcesoriami (pasty lub folie o
zakresie gradacji co najmniej 9 um + 0,5 um)

- Urzadzenie musi by¢ wyposazone w odkurzacz laboratoryjny o niskim poziomie hatasu do
usuwania skrawkéw w trakcie procesu cigcia

- Urzadzenie musi posiada¢ uklad dozowania ptynu chtodzacego poprzez pompke perystaltyczna
podczas procesu cigcia materiatow

- Urzadzenie musi posiada¢ uniwersalne uchwyty do probek w zakresie rozmiar6w co najmniej 3-
8mm

- Urzadzenie musi posiada¢ uchwyt na probki ptaskie o grubosci co najmniej 4 mm

- Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zestaw tarcz do polerowania o gradacji 15um, 9um, 2um oraz
0,5pum

Napvlarka prozniowa do nanoszenia cienkich powlok warstw przewodzacych wegla z wlokien
weglowych i jonowego rozpylania metali szlachetnych na powierzchnie preparatow.

Napylarka musi spetnia¢ nast¢pujace warunki:

- urzgdzenie musi by¢ wyposazone w dwa niezalezne Zzroédta do napylania: z wtokien weglowych oraz
jonowego rozpylania metalami szlachetnymi

- mozliwos¢ napylania z dwoch zZrodel po kolei bez koniecznosci zapowietrzania/odpompowania
komory napylarki

- w sktad zestawu urzadzenia muszg wchodzi¢ min. dwa targety do napylania: target ztota oraz sznurek
weglowy o dtugosci minimum 25m lub grot weglowy
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- budowa urzadzenia musi umozliwia¢ wymiang dowolnego z targetow bez koniecznos$ci otwierania
komory

- urzadzenie musi by¢ wyposazone w automatyczng przestone, ktéra bedzie chronita preparat przed
niekorzystnymi efektami na poczatku procesu

- urzadzenie musi by¢ wyposazone w calkowicie bezolejowy uktad pompujacy (minimum pompa
membranowa i turbopompa) zintegrowany w urzadzeniu

- urzadzenie musi umozliwia¢ osiggniecie ci$nienia w komorze nie wigkszego niz 3x10-5 mbar

- urzadzenie musi posiada¢ zintegrowany panel dotykowy do obstugi i zmiany parametréw procesu.
Wyswietlacz jednocze$nie powinien wskazywac przynajmniej podstawowe dane parametry procesu
napylania takie jak: ustawienie stolika, czas procesu, napiecie, prad

- urzadzenie musi by¢ wyposazone w zmotoryzowany (w 3 osiach) stolik do montazu probek na
standardowych stolikach (12,7 mm x '%2”) do mikroskopu SEM o $rednicy minimum 100 mm, z
mozliwos$cig zmiany wysokosci, pochytu i obrotu z panelu uzytkownika przed jak i w trakcie procesu
napylania.

- urzadzenie musi by¢ wyposazone w uktad do pomiaru grubosci napylonej warstwy przy pomocy wagi
kwarcowej z doktadnoscig ponizej 1 nm

- urzadzenie musi posiada¢ metalowa komor¢ odporng na uszkodzenia o wymiarach wewnetrznych
minimum 190 x 140 x 180 pod$wietlong wewnatrz §wiattem LED

- oprogramowanie musi umozliwia¢ automatyczne wykonanie zapisanych w pamieci proceséw sposrod
wszystkich dostgpnych w urzadzeniu opcji, tj. w szczegdlnosci odpompowania/zapowietrzenia komory,
czyszczenia plazmowego, napylenia z kazdego z dostgpnych targetow, rowniez z mozliwos$cig zmiany
ustawienia stolika (wysoko$¢, przechyt, rotacja)

- oprogramowanie musi umozliwia¢ w petni zautomatyzowang kontrole wszystkich wykonywanych
czynnosci towarzyszacych procesowi, a w szczegolnosci: kontrole gazu roboczego (argon lub azot),
czyszczenie preparatu, obstuge przeston, kontrole panujacego w komorze cis$nienia, pradu, czasu
trwania procesu i grubosci napylanej warstwy

- urzadzenie musi umozliwia¢ zdefiniowanie zakonczenia trwania procesu na podstawie okreslenia
przez uzytkownika maksymalnego czasu napylania lub zadanej grubosci napylanej warstwy

- urzadzenie musi mie¢ mozliwos$¢ dalszej rozbudowy o uktad do transferu prézniowego preparatow do
komory urzadzenia

- urzadzenie musi umozliwia¢ aktualizacje oprogramowania poprzez klucz USB

- Urzadzenie musi by¢ wyposazone w systemy bezpieczenstwa ostrzegajace przed nieszczelnoscia lub
nieprawidlowym zablokowaniu drzwi komory.

Szlifierko-polerka do obrébki prébek zainkludowanych w zywicy

Automatyczna szlifierko-polerka do pracy z magnetycznym dyskiem o minimalnej $rednicy 200 mm.
Wyposazona w system automatycznego dozowania dwdch zawiesin diamentowych lub lubrikantéw i
jednej zawiesiny tlenkowej.

Odpowiednie moduty dozownikdéw i pompy do automatycznego dozowania zawiesin diamentowych lub
lubrikantéw dedykowane do danej szlifierko-polerki.
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Taca na 6 butelek o pojemnosci 500ml i butelke 11 dedykowana do danego systemu dozowania.
Dysk magnetyczny o $rednicy min. 200mm, dedykowany do danej szlifierko-polerki.

Zestaw powinien zawiera¢ niezbedne akcesoria do szlifierko polerki, typu: wktadka do miski zlewowej,
plytke uchwytu préobek min. 4x40mm do pracy z dociskiem indywidualnym, tacznik do uchwytu,
pokrywe do przykrycia przestrzeni roboczej szlifierko-polerki, ostona przeciwodpryskowa.

Ptyn chtodzacy i smarujacy, roztwor alkoholowy, stosowany do doktadnego szlifowania i polerowania
scierniwem diamentowym, przeznaczony do preparatyki materiatow tatwo reagujacych z woda.
woda.

Stabilne zawiesiny diamentowe, zaprojektowane do stosowania w automatycznych systemach
dozujacych, wielko$¢ ziarna 9 um, 3 um i 1 pm, w ilosci po 2x500 ml.

Dwie tarcze pokryta warstwg $cierniwa diamentowego w osnowie z zywicy. Do szlifowania wstepnego
materiatow o twardosci HV 150-2000. Jako$¢ powierzchni probki podobna jak po szlifowaniu papierem
sciernym SiC 220. Mocowane na dysku magnetycznym, srednica min. 200 mm, ziarnistos¢ 220

Dziesig¢ sztuk tarcz do doktadnego szlifowania materiatow o twardosci HV 40-150 z uzyciem $cierniwa
diamentowego. Mocowane na dysku magnetycznym, srednica 200 mm

Dziesi¢¢ sztuk tarcz polerskich, mocowane na dysku magnetycznym. Uniwersalne tarcze do
polerowania dowolnych materialow $cierniwem diamentowym o wielko$ci ziarna 9 - 3 um. Sukno

wykonane z tkanego widkna octanowego, $rednica 200 mm

Dziesie¢¢ sztuk tarcz polerskich, mocowane na dysku magnetycznym. Do polerowania wykanczajacego
dowolnych materiatéw. Sukno syntetyczne, pokryte krotkimi wloskami, sSrednica 200 mm

Urzadzenie do impregnaciji prozniowej

Aparat do impregnacji w prozni z ezektorowa pompa ssaca.

Sprezarka powietrzna dedykowana do danego aparatu.

Uchwyt do foremek do inkludowania, min. 5 x 40 mm. W zestawie razem z podstawg do bezpiecznego
zamocowania uchwytu wraz z zalanymi zywica foremkami po wyjeciu go z aparatu

na 5 foremek o $rednicy 40 mm.

Dwa zestawy niezbednych materiatdéw do inkludowania w prézni: min.100 jednorazowych rurek, ostona
komory prézniowe;.
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Dwa zestawy zywicy epoksydowej do inkludowania na zimno, pozwalajacej na zainkludowanie i
obrobke probki w tym samym dniu. Zywica wigZaca bez skurczu w temperaturze pokojowej,
odpowiednia zwlaszcza do impregnacji préozniowej, przezroczysta, min 11 + utwardzacz

Dwuczesciowe foremki wykonane z twardego polipropylenu do inkludowania technika "na zimno", do
stosowania z dowolnymi zywicami. Do wielokrotnego uzycia. Srednica 40 mm, 20 szt.

Przyrzad do wyciskania zainkludowanej probki z foremki, przystosowany do dedykowanych foremek.
Szkolenie obejmujace obstuge urzadzenia i codzienna, cotygodniowa i comiesi¢czng konserwacje oraz

przeszkolenie w zakresie wykonywania procesu preparatyki witasciwego dla indywidualnych wymagan
uzytkownika.

Przecinarka petrograficzna z niezaleznym systemem chlodzenia

Przecinarka pozwalajaca przecina¢ probki $redniej wielkosci o dowolnym ksztalcie z pokrywa
zabezpieczajaca przed odpryskami z wbudowanym oknem poliweglanowym. W celu uniknigcia
problemu korozji wszystkie czg¢éci zeliwne powinny by¢ pokryte niklowa warstwa ochronng.
Konstrukcja stolika roboczego powinna pozwoli¢ na adaptowanie dodatkowych akcesoriow
mocujacych. Powinna by¢ wyposazona w system cyrkulacji cieczy chtodzace;.

Stot roboczy powinien by¢ dostosowany do tgczenia z kazdym rodzajem uchwytoéw zaciskowych.

W sktad uktadu chtodzenia powinien wchodzi¢ zbiornik ze stali nierdzewnej (ok. 100 1), wyposazony
w kota do tatwego przetaczania w celu jego czyszczenia i wymiany chtodziwa. Elektropompa zapewnia¢
powinna recyrkulacje ptynu chtodzacego.

Maksymalna $rednica cigcia: 120 mm

Maksymalna dlugos¢ cigcia: 550 mm

Srednica tarczy tnacej standardowej maszyny: 350 mm

Przygotowanie przecinarki do pracy z tarcza o $rednicy 400 mm. Maksymalna $rednica cigcia — 150
mm.

Wzmacniana metalem tarcza diamentowa d.400x32x2,5x10 mm (ciecie skat, betonu, ceramiki)
Imadto- uchwyt z niezaleznymi szczekami, rozwarcie ok. 160 mm

Uchwyt probki do cigcia lub szlifowania probki szesciennej 100x100x100 — 150x150x150 mm

Szlifierko-polerka do obrobki probek o duzej powierzchni z automatycznym dociskiem

Konstrukcja szlifierko-polerki powinna umozliwi¢ obrobke probek o duzej powierzchni. Predko$é
obrotowa regulowana w zakresie 0 — 300 obr/min. System chtodzenia woda z odptywem.
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Maszyna z wymiennym talerzem aluminiowym.
Talerz roboczy — sred. 400 mm.

Akcesoria dodatkowe:

Talerz aluminiowy, d=400 mm (talerz dodatkowy)
Modut docisku automatycznego probki

Uchwyt probki pojedynczej (100 x 150 mm)

Tarcza (system magnetyczny) pokryta §cierniwem diamentowym w osnowie zywicznej do szlifowania
wszelkich materiatow. Jako$¢ powierzchni materiatu jak po szlifowaniu papierem $ciernym SiC 120
Tarcza (system magnetyczny) pokryta §cierniwem diamentowym w osnowie zywicznej do szlifowania
wszelkich materiatow. Jako$¢ powierzchni materiatu jak po szlifowaniu papierem sciernym SiC 240
Papier na bazie SiC, P320, praca na mokro i sucho, z mozliwoscig zamocowania do szlifierko polerki
Papier na bazie SiC, P600, praca na mokro i sucho, z mozliwoscig zamocowania do szlifierko polerki
Papier na bazie SiC, P800, praca na mokro i sucho, z mozliwoscig zamocowania do szlifierko polerki
Papier na bazie SiC, P1000, praca na mokro i sucho, z mozliwos$cig zamocowania do szlifierko polerki
Papier na bazie SiC, P1200, praca na mokro i sucho, z mozliwoscig zamocowania do szlifierko polerki

System przygotowywania gladkich powierzchni i przekrojéow poprzecznych probek metoda
trawienia jonoweqgo (polerka jonowa)

Urzadzenie umozliwia¢ powinno wykonywanie przekrojow poprzecznych probek za pomoca trzech
niezaleznie kontrolowanych zrodet jonowych.

Wymagane co najmniej 3 dziala jonowe z mozliwoscig oddzielnej niezaleznej regulacji napigcia i pradu oraz
Czasu pracy.

Urzadzenie wyposazone powinno by¢ w dziata jonowe nie wymagajace regulacji potozenia.

Mozliwo$¢ wyboru trawienia jednym, dwoma badz trzema zrodtami jondw, dowolnie programowana z
poziomu panelu sterujacego wbudowanego w urzadzenie.

Wymagana mozliwos¢ trawienia jonowego w zakresie co najmniej od 1 keV — 10 keV i pradem zrodta
jondéw w zakresie co najmniej 0,5 mA — 4,5 mA z krokiem regulacji co najmniej 0,1 mA.

Wymagana gesto$¢ pradu zrodla jondw co najmniej 10 mA/cm?,

Wymagana mozliwos$¢ obrobki preparatu o wielkosci co najmniej 50x50x10 mm.

Wymagana szybko$¢ trawienia co najmniej 300 pm/h mierzona dla krzemu (Si).

Wymagana maksymalna szeroko$¢ wiazki jonowej mierzona przy energii 10 keV, co najmniej 0,8 mm.
Wymagana mozliwos$¢ regulacji stolika do montazu probki w zakresie X co najmniej +/- 5 mm; w zakresie Y
co najmniej +/- 1 mm; w zakresie Z co najmniej 5 mm.

Wymagana mozliwos¢ regulacji maski ostaniajacej preparat przed wigzka jonowa w zakresie co najmniej +/-
1,5 pm.

Wymagana maksymalna grubo$¢ penetracji jonowej probki, co najmniej 1 mm.

Wymagana maksymalna szerokos$¢ penetracji jonowej probki, co najmniej 4 mm.

Wymagany bezolejowy uktad prozniowy oparty na pompie turbomolekularnej o wydajnos$ci co najmniej 70
I/sek.

Wymagana mozliwo$¢ uzyskania prozni roboczej co najmniej 1x10°mbara.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w mikroskop stereoskopowy, posiadajacy mozliwos¢ zamontowania
kamery HD do podgladu obrabianego w komorze preparatu, oraz stacj¢ robocza do wstepnego
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przygotowania preparatu pod mikroskopem stereoskopowym, bez demontazu mikroskopu z urzadzenia
gtéwnego.

Mozliwos¢ jasnego wielopunktowego oswietlenia preparatu ze zrodet LED.

Mozliwo$¢ zapisywania i wezytywania zapisanych ustawien oraz aktualizacji programowych za pomoca
klucza USB w urzadzeniu.

Mozliwo$¢ doposazenia urzadzenia w uchwyt do chtodzenia obrabianego preparatu z uzyciem cieklego
azotu.

Mozliwo$¢ doposazenia urzadzenia w uchwyt na kilka preparatow z mozliwoscig wymiany probki bez
zapowietrzania komory urzadzenia.

Dwa komputery stacjonarne z monitorami do obrobki wynikéw badan i archiwizacji danych

Procesor INTEL CORE 15-8400

Plyta glowna np. ASUS TUF B360M-E (lub podobna na chipie B360M)

Karta graficzna np. ASUS GTX 1060 DUAL (lub podobna na chipie GTX
1060)

Pamigé 8GB DDR4 DIMM

Dysk SSD 256 GB

NAGRYWARKA DVD

OBUDOWA KOMPUTEROWA Midi Tower + ZASILACZ ATX 500W

System WINDOWS 10 professional

Monitor 24 cal o rozdzielczosci 1080x1920

Szkolenie obejmujace obsluge urzadzen i konserwacje oraz przeszkolenie w zakresie
wykonywania procesu preparatyki wlasciwego dla indywidualnych wymagan uzytkownika.

Cena powinna uwzgledniaé¢ koszty dostawy i instalacji.
Gwarancja co najmniej 2 lata.
Czas dostawy do 12 tygodni.



